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Titel der Erflndung
ﬁlnrlchtung zur fotoelektrischen Abtastung von Raster-

teilungen

Anwendungsgebiet der Brfindung:

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur fotoelek-
trischen Abtastung von Rastertellungen, 1nsbe=ondere
fiir numerische Weg- und W1nkelmeﬁsysteme.

-Charakteristik der bekannten technischen Losungen: )
_Aus dem DE-GM 72 25 889 ist eine Vorrichtung zur Lanéen—' |

und Winkelmessung mit einer Llchtquelle, einem- beweg-

- lichen Skalengitter, einem in kurzem Abstand von dem

Skalengitter stationdr angebraphten Indekgitter und ei-
nem fotoelektrischen Element bekannt, welches unmittel-
bar hinter dem Indexgitter, eine integrale Einheit mit

diesem bildend, angebracht ist. Skalen- und Indexgitter

' 8ind Beugungsgitter mit gleichem Rasterabstand (Raster-

konstante). Dabei ist es allgemein bekannt, zur Erzeu-
gung der fir den Richtungsentscheid benttigten 90° pha-
senverschobenen elektrischen Signale entweder den Moiré-

- Effekt dadurch auszunutzen, daB die fotoelektrischen

Elemente entsprechend der Linge der Moiré-Periode geeig-
net angeordnet sind, oder das Indexgitter enthilt zwel

~oder bei Differenzschaltung der Elemente vier Abtaét—

fenster, die jewells um %4 des Rasterabstandes gegenein-

-ander versetzt sind.
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Es ist ein Nachteil dieser Anordnung, da8, um gut
auswertbafe'elektrische Signale zu erhaltén, nur ge-
ringe Abstandsinderungen zwischen Skalengitter und In-

| dexvltter zula8c1g sind, was hohe anforderungen an die
-Fuhruncselemente z.B. Tur das akalengltter oedlngt..

I

_Z¢el der mrflndung.' ;
Es, ist Ziel der Erfindung, die Nachteile des Standeq
ﬂ'der Technik zu beqeltigen und den Aufwand beil der Fert1~'

gung der Einrﬂchtung zu ve*ringern und seine Betr1°bs—
q1cherhe1t zZu erhohen.

Darlegung des Wesens der Erfid&ungi |

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrich-
tung zur, fotoelektrischen Abtastung von Rasterteilungen
zZu sohaffen, bei welcher der Abstand zwischen MaBstab

‘und Abtastplatte wesentllch vergroﬁert ausgeLQhrt ist
‘und welchs gegeniiber Abstandsschwankungen und Kippun gen .
~ der Abtastplatte gegentliber dem MaBstab. weitestgehend un-

‘,,_empfindlioh ist und ohne Vergroﬁerung des Aufwandes eine
" Verdopplung der Zahlimpulse erzielt, ' '

20

'Erfindungsgemaﬁ wird diese Aufgabe bel einer uinrlchtang

zur fotoelektrischen Abtastung von Rasterteilungen mit

. einer von einer Lichtquelle iiber einen Kondensor mit

parallelem Licht’beleuchtetan, als Beugungsgitter wir-

- kenden Rastertellung eines MaBstabes und einer mit einem

30

'35

- Raster versehenen, ebenfalls als Beugungsgitter wirkenden,-

relativ zur Rasterteilung bewegbaren, mit Rasterfensternv
vercehenen Abtdstplatte, wobei der Abtactnlatte in Licht-_

\ricntung gesehen, eine. inzahl. Fotoempfanger na hgeordnetk

sind und MafBstab und Abtastplatte eine gleiche Raster-

konstante besitzen, dadurch geltst, daB MaBstad und &b-
tastplatte in einem solchen Abstand voneinander angeord-—

net sind, daB die Abstinde der Lichtintensititen der
Beugungsst:uktur‘des durch MaBstab und Abtastplatte ge-
beugten Lichtes in der Ebene der Fotoempfhnger gleich

der halben Rasterkonstante des MaBstabeé und der Abtast-

\
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~platte ist, und daBl die Abtastplatte zwel oder vier

Abtastfenster besitzt, die zueinander um jeweils V8

. der Rasterkonstante versetzt sind.

Dabei ist es vorteilhaft,‘wenn der Abstand zwischen

‘Ma@stab und Abtastplatte 0,5 mm bis 2,5 mm betrigt.

Gegeniliber bekannten MeBsystemen, bei demnen sich die
Abtastplatte dicht hinter dem MaBstab befindet, wird
bel dem Gegenstand der Erfindung der Abstand zwischen

-MaBstab und Abtastplatte, die gleiche Rasterkonstante

besitzen, erheblich vergrsBert, wobei die Tatsache ge-

“nutzt wird, daB das von der Lichtquelle kommende Licht

am Raster der Abtastplatte gebeugt wird und die Gestalt
des entstehenden Beugungsbildes vom Abstand der Betrach-
tungsebene hinter der Abtastplatte, in die der MaBstab

-mit seinem Raster angeordnet ist, abhingt. Wird also dié‘

Abtastplatte in einem geeigneten Abstand vom MaBstab ge-
bracht, entstehen an den fotoelektrischen Elementen si-
nusférmige elektrische Signale, welche die halbe Perio-
denldnge wie die Rasterkonstante beéitzen,;Das bedeutet,
dal sich bel unverdnderter Auflésung der Iﬁterpolations-_'

faktor nach geschalteter Interpolationqeinrichtungeu”um

den Faktor 2 verringert oder sich die Aufldsung bei un-
verdnderter Interpolationsrichtung verdoppelt.
Es ergibt sich der groBe Vorteil, daB die Signale der

- Fotoempfanger durch Schwankungen des Abstandes zwischen

MaBstab und Abtastplatte in einem groBen Bereich unbe-—
einflult bleiben. Bedingt durch dem relativ groBen Ab-
stand zwischen MafB3stab und Abtastplatte k¥nnen auch
grilere Kippungen beider Teile relativ zueinander bei
den Meflsystemen zugelassen werden. Die Anforderungen an
die Fihrungsqualitdt des MaBstabes oder der Abtastplatte

 kbnnen niedrig gehalten werden.

Ausfuhrungsbeispiel.

““Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfuhrungsbei-

spiel n&her erlautert werden,

4
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"In der Zelchnung zeigen.

Fig.‘1_  gin Durchllchtmeﬁsystem und

.Fig..2f ein Auflichtmeﬁsystem.'

Das Durchlichtmeﬁsystem nach, Fig. 1 umfaBt eine von ei-.i

iner Lichtquelle 1 iber einen Kondensor - 2 mit paralle-
~lem Licht beleuchtete, als Beugungsgitter wirkende '
'~Rasterteilungr 3 eines MaBstabes 4 und eine mit ‘einem
‘]RéStér 5 jVersehene, ebenfalls als Beugungsgitter wir-
_ kende 'Abtastplatte 6, wobei Abtastplatte 6 und MaB-
~stab 4 ‘Telativ zueinander ‘bewegbar sind und das Raster L

5 auf Rasterfenster der ‘Abtastplatte 6 aufgegliedert
1st. In. Llchtriohtung hinter der Abtastplatte 6 ist
hinter Jjedem Rasterfenster ein Fotoempfanger 7. ange-
ordnet Dle Rasterteilung des Maﬁstabes‘ 4 und das
Raster: 5 ‘der Abtastplatte haben die gleiche Raster-'h"’

:konstante R. Die Abtastfenster der Abtastplatte 7.

sind jeweils um a= R/8 zueinander vereetzt. MaBstab 4

_Jzund Abtastplatte 6 sind dabei in einem solchen Abstand |
b voneinander angeordnst, daB die Abstinde der Maxima
vder Lichtintensitaten der Beugungs<truktur des gebeugten

Llchtes in der Ebene der Fotoempfanger 7  gleich /2

.“ist. Die Grofe des Abstandes b ergibt sich dabel aus
. der Lage der Maxima der Kontrastfunktion, die durch Aus-_

wertung der Signale der Fotoempfiénger 7. -gewonnen wer=-

-den. So ergibt sich in elnem relativ groﬁen Abstand

= 0,5 mm bis 2,5 mm eine ‘weitestgehende Unabhangigkeit

| der - Fotoempfangersignale von Anderungen des Abstandes b,

Bei dem in Fig. 2 dargestellten AuflichtmeBsystem ist ein'

‘mit einer Rasterteilung versehener Auflichtmaﬁstab 8

angeordnet, der von einer Llchtquelle 9 dber einen Kon- 

“densor 40 durch eine als Beugungsgitter w1rk9nde Ab-
”tastplatte 14 hlndurch beleuchtet wird. MaBstad 8 und

Abtastplatte 11 ' besitzen eine glelche Rasterkonstante R,
Das,am’AufliqhtmaBstab 8 reflektierte Licht passiert
abermals die Abtastplatte 11 und wird Fotoempfidngern .
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12, die ebenfalls um ¥8 R versetzt angeordnet sind,
zugeleitet. Der Abstand des AuflichtmaBstabes 8 von
der Abtastplatte 11 betrigt m 2. o |
Bei Anwendung der erfindungsgemiBen Ldsung ergibt sich
z.B. fir eine Rasterkonstants R = 40 ,om ein Abstand

b % 2000 /am.
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ErfindungqanQPruch

"1 ‘Einrichtung zur fotoelektrlschen Abtastung von Raster-
teilungen mit einer von einer Lichtgquelle {iber einen Kon- -
densor mit parallelem Licht beleuchteten,'als Beugungs-

_ gittar nirkenden Ractcrteilung eilnes MafBstabes und einer
" mit einem Raster. versehenen, ebenfalls als Beugungsgitter .
wirkenden, relatlv zur Rasterteilung bewegbaren, mit
Rasterfenstern versehenen Abtastplatte,'wobei der Abtast-
"-platte in Llchtrlchtung gesehen, eine Anzahl Fotoempfan-  ‘

- ger nachgeordnet sind und MafBstab und Abtastplatte eine.
glelche Rasterkonstante besitzen, dadurch gekennzeichnet,
dall MaBstab und Abtastplatte in einem solchen Abstand '
vvoneinande:.angeordnet sind, daB die AbstiZnde der Licht-
intensitdten der Beugungsstruktur des durch MaBstab una
_Abtastplatte gebeugten Lichtes in der Ebede der Fotoem-
‘pfinger gleich der halben Rasterkonstante des MaBstabes
und der Abtastplatte ist, und daB die Abtastplatte zwel

'-,oder vier Abtastfenster besitzt die zueinander um je—

‘1weils V8 der Rasterkonstante versetzt sind.

'2.\Einrichtung nach Punkt 1,,daduroh gekennzelchnet daﬁ ,
der Abqtand zwiqohen Maﬁstab und Abtastplatte 0, 5 mm bis
2,5 mm betragt.

- Hierza ein Blatt Zeichmung —

- We/Gru/Wi
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